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Czujnik fotoelektroniczny do pomiaréw liniowych

1 .

Przedmiot wynalazku dotyczy czujnika foto-
elektronicznego do pomiaréw liniowych, zesta-
wionego =ze znanych elementéw interferometru
szeregowego, przeznaczonego <do dokladnych po-
miaréw w stosunkowo duzym zakresie pomiaro-
wym. )

Dotychczasowe czujniki do pomiaru zmian wiel-
koSci liniowych majg na 0g6! mate zakresy pomia-
rowe i to tym mniejsze, im wieksza jest czulo§é
i dokladno$é czujnika. Fakt ten stwarza ogranicze-
nie stosgwania ich tylko do metod pomiaré6w po-
réwnaweczych, na przykiad przy zastosowaniu pty-
tek Johansona. To samo dotyczy czujnikéw, kto-
rych budowa oparta jest na zjawiskach interfe-
rencji $wiatla z tym, ze dochodzi tu jeszcze
komplikacja obstugi z powodu ich latwego rozre-
gulowania sie. Pracujg one najczesciej przy duzych
réznicach drég optycznych, co wymaga wybitnie
monochromatycznego zrodia $wiatla i komplikuje
budowe przyrzagdu. Wszystkie te niedogodnosci
powodujg, ze czujniki interferencyjne do pomiaréw
linifowych znajdujg zastosowanie gléwnie w labo-
ratoriach.

Czujnik wedlug wynalazku nie posiada wymie-
nionych wad. Osigga sie to w ten sposéb, ze 0§
optyczna ukladu interferencyjnego plytki poéiprze-
puszczalnej i klina optycznego zostata zalamana
pod katem ostrym oraz pomiedzy piytke i klin

w bieg promieni §wiatla zostalo wstawione zwier-

ciadlo zwigzane mna stale z ruchomym trzpieniem

53484

10

15

20

25

30

2 .
mierniczym. Poprzez takie ustawienie przystoso-
wano interferometr szeregowy do pomiaréw linio-
wych w $wietle odbitym. i

Ponadto, powierzchnie poélprzepuszczalne plytki
i klina s ustawione pod réznymi katami wzgle-
dem osi optycznej dzieki czemu otrzymuje sie
wzor interferencyjny, skladajgcy sie z ciemnych
i jasnych prgzkéow, co umozliwia wykrywanie kie-
runku zmian mierzonych wielko§ci liniowych za
pomocg znanego ukladu elektronicznego.

Specjalne ustawienie elementéw interferometru
szeregowego podnosi dwukrotnie czuto$¢ pomia-
rowg, a jego regulacja pozostaje nadal bardzo
prosta. Raz wyregulowany czujnik nie rozregulo-
wywuje sie i zachowuje trwale sprawno$é mier-
niczg. Nie wymaga stosowania metod poré6wnaw-
czych przy pomiarze, lecz podaje od razu gotowy .
wynik pomiaru. Czujnik posiada stosunkowo duzy
zakres pomiarowy, bo + 20 mm przy dokladnosci
okoto + 0,54 w calym zakresie oraz zdolnos¢ roz-
r6zniania kierunku zmiany mierzonej wielkosci.
Czujnik wedlug wynalazku nie wymaga takze
specjalnie fachowej obstugi i dzieki temu moze
mie¢ zastosowanie do szybkich pomiaré6w warszta-
towych, szczegblnie tam, gdzie trudno mierzyé¢
rézne miarowo wielkoSci; a co mnajwazniejsze,
umozliwia automatyzacje pomiaré6w wraz z reje-
stracjg ich wartosci. Czujnik taki moze znalezé
réwniez zastosowanie w ukladach automatycznej
regulacji.
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Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykla-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia schemat ideowy czujnika, a fig. 2 —
wzér interferencyjny.

Jak pokazano na fig. 1, czujnik sktada s1e z ukla-
du ofwietlajagcego kondensorowo-kolimacyjnego 1,
plasko-réwnoleglej plytki szklanej 2, ruchomego
trzpienia mierniczego 3, ze zwierciadlem 4, ulozy-
skowanego w 1ozysku pneumatycznym 5, klina
optycznego 6, optycznego ukiadu rzutujgcego 7,
, tnzech fotodiod 8 i ukladu elektronicznego 9. Plyt-
"ka szklana 2
powloka polprzepuszezalng 2a, natomiast Xklin
optyczny 6 jest pokryty z obu stron powlokami
potprzepuszczalnymi 6a i 6b.

Powloki péiprzepuszczalne 2a i 6a sg ustawione
pod réinymi katami wzgledem osi optycznej.. O$
optyczna ukladu interferencyjnego piytki szklanej
2 j klina optycznego 6 jest zalamana pod katem
ostrym, a pomiedzy piytka szklang 2 i klin optycz-
ny 6, w bieg promieni $§wiatla, jest wstawione
zwierciadlo 4, zwigzane na stale z ruchomym
trzpieniem mierniczym 5.

Z ukiadu oéw1et1a3acego 1 pada na uklad inter-
ferencyjny 2, 4 i 6 ré6wnolegla i koherentna wigzka
§wiatla monochromatycznego. W ukladzie tym na-

'stepuje rozdzielenie wigzki (miedzy innymi, wspo-

s6b pokazany na fig. 1 — linia ciggla i linia prze-
rywana). Po przej§ciu przez wukiad rzutujgcy 7
wigzki te tworza w plaszezyinie diafragm foto-
diod 8 wzér interferencyjny 10 (fig. 2), skladajgcy
sie z ciemnych i jasnych prazkéw. Niepotrzebne
i szkodliwe tto wzoru interferencyjnego 10 jest od
niego oddzielane poprzez dzialanie klina optycz-
nego 6.

Ruch trzpienia mierniczego 3 powoduje zmiane
drég optycznych w uktadzie interferencyjnym i w
konsekwencji ruch wzoru interferencyjnego 10,

10

pokryta jest od strony zwierciadla 4.

20

25

53484 - o v

4
W ten sposéb fotodiody: 8 wirzymujg okreslong
liczbe impulséw Swietlnych. w zalezno$ci od prze=
suniecia trzpienia mierniczego 3. Jeden. impuls
odpowiada przesunieciu trzpienia mierniczego 3
o okolo 0,25 diugosci fali §wietlnej.

Fotodiody 8 rozmieszczone sa w ten spos6b, aby
wykrywaly kierunek ruchu wzoru interferencyjne-

. go 10, a wiec kierunek ruchu trzpienia miernicze-

go 3. Impulsy Swietlne sg przetwarzane i zliczane
przez ukiad elektroniczny 9, ktéry tez podaje wy-

‘nik pomiaru w postaci cyfrowej.

Zastrzezenia patentowe

1. Czujnik fotoelektroniczny ‘de ‘pomiaréw ‘linio-
wych, zlozony ze znanych elementéw interfero-
metru szeregowego, znamienny tym;. ze 0§ op-
tyczna ukladu interferencyjnego plytki szkla-
mnej (2) i klina optycznego (6) jest zalamana pod
katem ostrym, a pomiedzy plytke szklang (2)
i klin optyczny (6) w bieg promieni $§wiatla
wstawione jest zwierciadio (4) zwiazane na state
z ruchomym tcrzple'mem mierniczym (5) umozli-
wiajac, w ten sposéb przystosowanie interfero-
metru szeregowego do pomiaréw liniowych w
-§wietle odbitym.

. 2. Czujnik wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Zze

powierzchnia pélprzepuszczalna (2a) piytki
‘szklanej (2) i powierzchnia polprzepuszczalna
(6a) klina optycznego (6) sg ustawione pod réz-
nymi katami wzgledem osi optycznej dzieki
czemu otrzymuje si¢ wzér interferencyjny (10),
skladajacy sie z ciemnych i jasnych prazkéw,
co umozliwia wykrywanie kierunku zmian
mierzonych wielkoSci linfowych za pomoca
ukladu fotodiod (8) i znanego ukladu elektro-
nicznego ‘9).
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